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Avant-propos

LISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d’organismes
nationaux de normalisation (comités membres de I'ISO). L'élaboration des Normes internationales est
en général confiée aux comités techniques de I'I[SO. Chaque comité membre intéressé par une étude
a le droit de faire partie du comité technique créé a cet effet. Les organisations internationales,
gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec I'[SO participent également aux travaux.
L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne
la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées a sa mise a jour sont
décrites dans les Directives ISO/CEI, Partie 1. Il convient, en particulier de prendre note des différents
critéres d’approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été
rédigé conformément aux regles de rédaction données dans les Directives ISO/CEI, Partie 2, www.iso.
org/directives.

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire I'objet de
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait étre tenue pour responsable
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant les
références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de 'élaboration
du document sont indiqués dans I'Introduction et/ou sur la liste ISO des déclarations de brevets recues,
www.iso.org/patents.

Les éventuelles appellations commerciales utilisées dans le présent document sont données pour
information a l'intention des utilisatéurs et ne constitilent pas uneapprobation,ou une recommandation.

Le comité chargé de I'élaboration du présentjdocumentsest 11SO/TC 213, Spécifications et vérification
dimensionnelles et géométriques des produits. Le document a été préparé en collaboration avec le
Comité technique CEN/TC 290, Spécifications dimensionnelle et géométrique des prodults et vérification
correspondante.

L'ISO 25178 comprend les parties suivantes, présentéees sous le titre général Spécification géométrique
des produits (GPS) — Etat de surface: Surfacique:

— Partie 1: Indication des états de surface

— Partie 2: Termes, définitions et paramétres détats de surface

— Partie 3: Opérateurs de spécification

— Partie 6: Classification des méthodes de mesurage de l'état de surface

— Partie 70: Etalons de mesure physiques

— Partie 71: Etalons logiciels

— Partie 601: Caractéristiques nominales des instruments a contact (a palpeur)

— Partie 602: Caractéristiques nominales des instruments sans contact (a capteur confocal chromatique)

— Partie 603: Caractéristiques nominales des instruments sans contact (microscopes interférométriques
a glissement de franges)

— Partie 604: Caractéristiques nominales des instruments sans contact (a interférométrie par
balayage a cohérence)

— Partie 605: Caractéristiques nominales des instruments sans contact (a capteur autofocus a point)
— Partie 606: Caractéristiques nominales des instruments sans contact (a variation focale)

— Partie 701: Etalonnage et étalons de mesure pour les instruments a contact (a palpeur)

iv © IS0 2013 - Tous droits réservés
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La partie suivante est en préparation:

— Partie 72: Format de fichier XML x3p

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 25178-604:2013
httpsv//standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/f5053ba3-6c9f-4d 7e-bf72-
a854b8733165/is0-25178-604-2013
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Introduction

La présente partie de I'ISO 25178 est une norme traitant de la spécification géométrique des produits
et est a considérer comme une norme GPS générale (voir I'lSO/TR 14638). Elle influence le maillon 5 de
la chaine de normes concernant le profil de rugosité, le profil d’'ondulation, le profil primaire et I'état de
surface surfacique.

Le schéma directeur ISO/GPS de 'lSO/TR 14638 donne une vue d’ensemble du systeme ISO/GPS, dont le
présent document fait partie. Les principes fondamentaux du systéme ISO/GPS donnés dans I'ISO 8015
s‘appliquent au présent document et les regles de décision par défaut données dans I'ISO 14253-1
s’appliquent aux spécifications faites conformément au présent document, sauf indication contraire.

Pour de plus amples informations sur la relation entre la présente partie de I'ISO 25178 et les autres
normes et la matrice GPS, voir '’Annexe E.

La présente partie de I'ISO 25178 décrit les caractéristiques métrologiques des microscopes
interférométriques par balayage a cohérence, congus pour le mesurage de cartes topographiques de
surface. Pour de plus amples informations sur la technique de balayage a cohérence, voir les Annexes A et B.

NOTE Desparties du présentdocument, particulierementles textes informatifs, peuvent décrire des systémes
et méthodes brevetés. Cette information est donnée uniquement pour aider les utilisateurs a mieux comprendre
les principes de fonctionnement de I'interférométrie par balayage a cohérence. Ce document ne vise pas a établir
de priorité pour une quelconque propriété intellectuelle et il n'implique pas non plus un droit de licence pour les
technologies propriétaires pouvant étre décrites dans le présent document.

vi © IS0 2013 - Tous droits réservés
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Spécification géométrique des produits (GPS) — Etat de
surface: Surfacique —

Partie 604:
Caractéristiques nominales des instruments sans contact
(a interférométrie par balayage a cohérence)

1 Domaine d’application

La présente partie de I'ISO 25178 spécifie les caractéristiques métrologiques des systémes
d’interférométrie par balayage a cohérence (CSI) pour la cartographie 3D de la hauteur de surface.

2 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s’appliquent.

2.1 Termes et définitionsrelatifs a toutesles;méthodes de mesure de I'état de sur-
face surfacique

2.11

référence surfacique

composant de I'instrument qui génere une’surfacetde 'référence par rapport a laquelle est mesurée la
topographie de surface '

2.1.2
systeme de coordonnées de I'instrument
systéme d’axes (x, y, z) orthonormé de sens direct défini ainsi:

— (xy) estleplan constitué parlaréférence surfacique de I'instrument (noter que certains instruments
optiques ne possedent pas de référence de guidage physique)

— l'axe zestparallele al'axe optique et perpendiculaire au plan (x,y) pour un instrument d’optique; I'axe
z est dans le plan de la trajectoire du palpeur et perpendiculaire au plan (x, y) pour un instrument a

palpeur (voir Figure 1)

© IS0 2013 - Tous droits réservés 1
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Légende
1 systeme de coordonnées de I'instrument
2 boucle de mesure

Figure 1 — Systeme de.coordonnées et.bouclede mesure de/l'instrument

Note 1 a I'article: Normalement, 'axe x est 'axe d’avance et I'axe y celui de déplacement entre chaque profil. (Cette
note est valable pour les instruments a balayage dans le plan horizontal.)

Note 2 al'article: Voir également «systéme de coordonnées de spécification» [ISO 25178-2:2012, 3.1.2] et «systéme
de coordonnées du mesurage» [ISO 25178-6:2010, 3.1.1].

2.1.3

boucle de mesure

chaine fermée comprenant tous les composants connectant la piece et le palpeur, par exemple le matériel
de positionnement, le dispositif de serrage de la piéce, la table de mesure, les unités d’avance et de
déplacement, le systeme de palpage

Note 1 al'article: La boucle de mesure est soumise a des perturbations extérieures et intérieures qui influenceront
I'incertitude de mesure.

VOIR: Figure 1.

2.14
surface réelle d’'une piece
ensemble des éléments qui existent physiquement et séparent la totalité de la piece de son environnement

Note 1 a l'article: La surface réelle est une représentation mathématique de la surface qui est indépendante du
processus de mesure.

Note 2 a l'article: Voir également «surface mécanique» [ISO 25178-2:2012, 3.1.1.1 ou ISO 14406:2010, 3.1.1] et
«surface électromagnétique» [ISO 25178-2:2012, 3.1.1.2 ou ISO 14406:2010, 3.1.2].

Note 3 a l'article: La surface électromagnétique considérée pour un type d’'instrument d’optique peut étre
différente de la surface électromagnétique pour d’autres types d’'instruments d’'optique.

2 © IS0 2013 - Tous droits réservés
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2.1.5
palpeur de surface
dispositif convertissant la hauteur de surface en un signal pendant le mesurage

Note 1 a l'article: Le palpeur est appelé «transducteur» dans les anciennes normes.

2.1.6

volume de mesure

étendue de l'instrument définie par les limites simultanées de toutes les coordonnées spatiales mesurées
par I'instrument

Note 1 a l'article: Pour les instruments mesurant I'’état de surface surfacique, le volume de mesure est défini par
I'étendue de mesure des unités d’avance et de déplacementx et y, et par '’étendue de mesure du systéme de palpage z.

[SOURCE: ISO 25178-601:2010, 3.4.1]

2.1.7

courbe de réponse

Fx, Fy, F,

représentation graphique de la fonction décrivantlarelation entre la grandeur réelle etla grandeur mesurée

Note 1 a l'article: Une grandeur réelle en x (respectivement y ou z) correspond a une grandeur mesurée Xy
(respectivement yy ou zy).

Note 2 a l'article: La courbe de réponse peut étre utilisée pour I'ajustage d'un systéme de mesure et la
correction des erreurs.

[SOURCE: ISO 25178-601:2010, 3.4.2]

2.1.8

coefficient d’amplification

ax, Ay, Az ‘ )

pente de la courbe dé'régression linéaire obtente'a partir'de'la‘courbe‘de'réponse (2.1.7)

Note 1 a l'article: Il y aura des coefficients d'amplification applicables aux grandeurs en x, y et z.

Note 2 a l'article: La réponse idéale est une ligne droite avec une pente égale a 1, signifiant que les valeurs du
mesurande sont égales aux valeurs des grandeurs d’entrée.

Note 3 a l'article: Voir également «sensibilité» (Guide ISO/CEI 99:2007[1], 4.12).
[SOURCE: ISO 25178-601:2010, 3.4.3, modifié¢ — La Note 3 a l'article a été ajoutée.]

2.1.9

bruit de I'instrument

Nj

bruit interne, ajouté au signal de sortie, causé par l'instrument s’il est idéalement placé dans un
environnement non générateur de bruit

Note 1 al'article: Le bruit interne peut étre dii au bruit électronique tel que celui des amplificateurs par exemple,
ou au bruit optique, tel que celui de la lumiere parasite par exemple.

Note 2 al'article: Ce bruit a généralement des fréquences élevées et il limite la capacité de I'instrument a détecter
les petites longueurs d’'onde spatiales de I'état de surface.

Note 3 al'article: Le filtre S conforme a I'ISO 25178-3 peut réduire ce bruit.

Note 4 al’article: Pour certains instruments, le bruit de I'instrument ne peut pas étre estimé parce que I'instrument
ne reléve les données que lorsqu'’il se déplace.

© IS0 2013 - Tous droits réservés 3
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2.1.10

bruit de mesurage

Nm

bruit ajouté au signal de sortie se produisant pendant I'utilisation normale de I'instrument

Note 1 al'article: Les notes 2 et 3 en 2.1.9 s’appliquent aussi a cette définition.
Note 2 a l'article: Le bruit de mesurage englobe le bruit de I'instrument (2.1.9).

2.1.11

répétabilité de topographie de surface

répétabilité d'une carte topographique lors de mesures successives de la méme surface effectuées dans
les mémes conditions de mesure

Note 1 al'article: La répétabilité de topographie de surface fournit une mesure de la probable concordance entre
des mesures répétées, normalement exprimée sous forme d’'un écart-type.

Note 2 a l'article: Voir le Guide ISO/CEI 99:2007[1], 2.15 et 2.21, pour une discussion générale relative 2 la
répétabilité et aux concepts associés.

Note 3 a larticle: L'évaluation de la répétabilité de topographie de surface est une méthode courante de
détermination du bruit de mesurage.

2.1.12

pas d’échantillonnage en x

Dx

distance entre deux points mesunésadjacents suivantlaxe x

Note 1 a l'article: Dans un grand nombre de systemes de mricrescopie, le pas d’échantillonnage est déterminé par
la distance entre les capteurs d’'une caméra, appelés pixels. Pour de tels systémes, les termes «pas des pixels» et
«espacement des pixels» sont souvent utilisés de fagon interchangeable avec le terme «pas d’échantillonnage».
Un autre terme, «largeur de pixel», indique une longueur-associée’a’un coté (x ou y) de la surface sensible d'un
seul pixel; elle est toujours inférieurea Yespacement des pixels.Unldutre terme eéncore, «zone d’échantillonnage»,
peut étre utilisé pour indiquer la longueur owlarégion surilaqiielle e€st‘déterminé un échantillon de hauteur. Cette
grandeur peut étre supérieure ou inférieure au pas d’échantillonnage.

2.1.13

pas d’échantillonnage en y

Dy

distance entre deux points mesurés adjacents suivant I'axe y)

Note 1 a l'article: Dans un grand nombre de systemes de microscopie, le pas d’échantillonnage est déterminé par
la distance entre les capteurs d’'une caméra, appelés pixels. Pour de tels systémes, les termes «pas des pixels» et
«espacement des pixels» sont souvent utilisés de fagon interchangeable avec le terme «pas d’échantillonnage».
Un autre terme, «largeur de pixel», indique une longueur associée a un coté (x ou y) de la surface sensible d’'un
seul pixel; elle est toujours inférieure a 'espacement des pixels. Un autre terme encore, «zone d’échantillonnage»,
peut étre utilisé pour indiquer la longueur ou la région sur laquelle est déterminé un échantillon de hauteur. Cette
grandeur peut étre supérieure ou inférieure au pas d’échantillonnage.

2.1.14

pas de numérisation en z

D,

plus petite variation de hauteur suivant I'axe z entre deux ordonnées de la surface extraite

2.1.15

résolution latérale

R

plus petite distance pouvant étre détectée entre deux éléments de surface

[SOURCE: ISO 25178-601:2010, 3.4.10]
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2.1.16

largeur limite pour une transmission de la hauteur totale

141

plus petite largeur de rainure rectangulaire dont la profondeur reste inchangée par le mesurage

Note 1 al'article: Il convient de choisir les caractéristiques de I'instrument (telles que le pas d’échantillonnage en
x ety, le pas de numérisation en z, le filtre de coupure de courtes longueurs d’'onde) de sorte qu’elles n’influencent
pas la résolution latérale ni la largeur limite pour une transmission de la hauteur totale.

Note 2 a l'article: Lors de la détermination de ce parameétre par mesurage, il convient que la profondeur de la
rainure rectangulaire soit proche de celle de la surface a mesurer.

[SOURCE: ISO 25178-601:2010, 3.4.11, modifié — Les notes ont été modifiées.]

2.1.17
limite latérale de la période

Drim
période spatiale d'un profil sinusoidal pour laquelle 1a réponse en hauteur d’'un instrument chute a 50 %

Note 1 al'article: La limite latérale de la période est une grandeur permettant de décrire la résolution spatiale ou
latérale d'un instrument de mesure de la topographie de surface et sa capacité a faire la distinction et a mesurer
des éléments de surface trés rapprochés. Sa valeur dépend des hauteurs des éléments de surface et de la méthode
utilisée pour palper la surface. Les valeurs maximales de ce parametre sont indiquées dans I'lSO 25178-3:2012,
Tableau 3, par comparaison aux valeurs recommandées pour le(s) filtre(s) de courtes longueurs d’onde et les pas
d’échantillonnage.

Note 2 al'article: La période spatiale reptésenteleiméme concept que lallongueur d'onde spatiale et I'inverse de la
fréquence spatiale.

Note 3 a l'article: Un facteur lié a la-valeur de Dy v pour les outils d’optique est le critére de Rayleigh (2.3.7). Un
autre est le degré de focalisation de I'objectif sur la surface.

Note 4 a l'article: Un facteunlié ada waleur.de.Druimpourdesroutils.a contact/estferayon de la touche du palpeur,
rrip (voir I'ISO 25178-601).

Note 5 al'article: Les autres termes liés a la limite latérale de la période sont la résolution de structure et la résolution
spatiale topographique.

2.1.18
pente locale maximale acceptable
pente locale la plus raide d'un élément de la surface pouvant étre évaluée par le systeme de palpage

Note 1 a l'article: Le terme «pente locale» est défini dans I'ISO 4287:1997, 3.2.9.

2.1.19
fonction de transfert de I'instrument
ITF

fItF

fonction de fréquence spatiale décrivant la maniére dont un instrument de mesure de la topographie de
surface répond a la topographie de surface d’'un objet ayant une fréquence spatiale spécifique

Note 1 a l'article: Dans I'idéal, I'ITF indique la relation entre 'amplitude mesurée d’'un réseau sinusoidal d’'une
fréquence spatiale spécifiée v et 'amplitude vraie du réseau.

Note 2 a l'article: Pour plusieurs types d’'instruments d’optique, I'ITF peut étre une fonction non linéaire de la
hauteur, excepté pour des hauteurs beaucoup plus petites que la longueur d’'onde optique.

© IS0 2013 - Tous droits réservés 5
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2.1.20

hystérésis

XHYS, VHYS, ZHYS

propriété d'un équipement de mesure, ou caractéristique par laquelle I'indication de I'’équipement ou la

valeur de la caractéristique dépend de l'orientation des stimuli précédents

Note 1 al’article: L'hystérésis peut également dépendre, par exemple, de la distance parcourue apres le changement
d’orientation des stimuli.

Note 2 a larticle: Pour les systémes de scanning latéral, I'hystérésis est principalement une erreur de
repositionnement.

[SOURCE: ISO 14978:2006, 3.24, modifié — La Note 2 a l'article et les symboles ont été ajoutés.]

2.1.21

caractéristique métrologique

caractéristique métrologique d'un instrument de mesure

<équipement de mesure> caractéristique susceptible d’avoir une influence sur les résultats de mesurage

Note 1 a l'article: L'étalonnage des caractéristiques métrologiques peut étre nécessaire.
Note 2 al'article: Les caractéristiques métrologiques ont une contribution immédiate a I'incertitude de mesure.

Note 3 a l'article: Les caractéristiques métrologiques des instruments de mesure de I'état de surface surfacique
sont indiquées dans le Tableau 1.

Tableau 1 — Liste des caractéristiques métrologiques pour les méthodes de mesure de I'état de

surface
Caractéristique métrologique |Symbole Définition Erreur poten-
tielle princi-
pale suivant
Coefficient d'amplification Ay, Ay, Az 2:1:8 X,z
Ecart de linéarité Iy, 1, I Différence locale maximale entre la X,V Z

droite a partir de laquelle est calculé le
coefficient d'amplification et la courbe de

réponse
Planéité résiduelle ZFLT Planéité de la référence surfacique z
Bruit de mesurage Nm 2.1.10 z
Limite latérale de la période |Dypm 2.1.17 z
Perpendicularité APERxy Ecart par rapport a 90° de I'angle formé |x,y

parles axes x ety

[SOURCE: ISO 14978:2006, 3.12, modifié — Les notes sont différentes et le tableau a été ajouté.]

2.2 Termes et définitions relatifs aux systémes de scanning suivant x et y

2.21

référence de guidage surfacique

composant(s) de l'instrument générant la surface de référence, sur laquelle le systeme de palpage se
déplace suivant une trajectoire théoriquement exacte par rapport a la surface mesurée

Note 1 a l'article: Dans le cas d’'instruments de mesure de 'état de surface surfacique par balayage suivant x et
Y, la référence de guidage surfacique établit une surface de référence [ISO 25178-2:2012, 3.1.8]. Elle peut étre
obtenue en utilisant deux références de guidage linéaires et perpendiculaires (voir I'ISO 3274:1996, 3.3.2) ou une
référence de guidage surfacique.

6 © IS0 2013 - Tous droits réservés
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2.2.2
systéme de scanning latéral
systeme réalisant le balayage de la surface a mesurer dans le plan (x, y)

Note 1 a l'article: Il existe essentiellement quatre composants a considérer dans une chaine de mesurage par
balayage de I'état de surface: 'unité d’avance, 'unité a déplacement latéral, le palpeur de mesure de la hauteur (z)
et la surface a mesurer. Ceux-ci peuvent étre configurés de différentes maniéres et les différentes configurations
présentent donc des différences, comme 'explique le Tableau 2.

Note 2 al'article: Lorsqu’'un mesurage consiste en un seul champ de visée d'un microscope, un balayage suivant x

ety n'est pas utilisé. Toutefois, lorsque plusieurs champs de visée sont réunis par des méthodes de montage (voir
Référence [2]), le systéme est considéré comme un systéme de scanning.

Tableau 2 — Différentes configurations possibles pour les références de guidage (x et y)

Unités d’avance et de déplacement
Deux références de guidage (x et y)a Une reference. de guidage
surfacique
Pxo Cy Pxo Py CxoCy Pxy Cxy

A: sans correction de

. I'erreur de distorsion| Pxo Cy-A Px o Py-A Cxo Cy-A Pxy-A Cxy-A

Systeme d’arc
de pal- -

page S: sans erreur de dis-

torsion d’atic ou avec|~ Px0/Gy-S Px.0 Py-S Cx0 €y-S Pxy-S Cxy-S

erreur'corrigée

a  Pour deux fonctions données, fet g,£0 glest la composée de ces/fonctions.
Px = systémes de palpage se déplacant suivant 'axe x
Py = systemes de palpage se déplacant suivant 'axe’y
Cx = composant se déplacant suivant I'axe’x

Cy = composant se déplacant suivant 'axe y

2.2.3

unité d’avance x

composant de I'instrument qui déplace le systéme de palpage ou la surface mesurée suivant la référence
de guidage de I'axe x et fournit la position horizontale du point mesuré en termes de coordonnée latérale
x pour le profil

2.2.4

unité d’avance y

composant de I'instrument qui déplace le systeme de palpage ou la surface mesurée suivant la référence
de guidage de I'axe y et fournit la position horizontale du point mesuré en termes de coordonnée latérale
y pour le profil

2.2.5
capteur de position latérale
composant des unités d’avance et de déplacement qui fournit la position latérale du point mesuré

Note 1 a l'article: La position latérale peut étre mesurée ou déduite a l'aide, par exemple, d'un encodeur linéaire,
d’un interférometre laser ou d'un dispositif de comptage associé a une vis micrométrique.

2.2.6

vitesse de mesure

Vx

vitesse du systéme de palpage suivant I'axe x par rapport a la surface a mesurer, pendant le mesurage

[SOURCE: ISO 25178-601:2010, 3.4.13]
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2.2.7

bruit statique

Ns

combinaison du bruit de l'instrument (2.1.9) et du bruit de I'environnement dans le signal de sortie, en
I'absence de scanning latéral de I'instrument

Note 1 al'article: Le bruit de I'environnement résulte par exemple des perturbations électromagnétiques externes,
sismiques ou acoustiques.

Note 2 al'article: Les notes 2 et 3 en 2.1.9 s’appliquent également a cette définition.
Note 3 al'article: Le bruit statique est inclus dans le bruit de mesurage (2.1.10).

2.2.8

bruit dynamique

Np

bruit dans le signal de sortie se produisant lors du mouvement des unités d’avance et de déplacement

Note 1 al'article: Les notes 2 et 3 en 2.1.9 s’appliquent également a cette définition.
Note 2 a l'article: Le bruit dynamique englobe le bruit statique.

Note 3 al'article: Le bruit dynamique est inclus dans le bruit de mesurage (2.1.10).

2.3 Termes et définitions relatifs aux systémes optiques

2.31
source lumineuse
dispositif optique émettant un intervalle'de longueurs'd’'onde approprié dans un domaine spectral spécifié

2.3.2
largeur de bande spectrale demesurage

Bxo
intervalle de longueurs d'ondes de la lumiére utilisée pour mesurer une surface

Note 1 al’article: Des instruments peuvent étre construits avec des sources lumineuses ayant une largeur de bande
spectrale limitée et/ou avec des filtres supplémentaires pour limiter davantage la largeur de bande spectrale.

2.3.3

longueur d’onde lumineuse de mesurage

Ao

valeur efficace de la longueur d’onde de la lumiére utilisée pour mesurer une surface

Note 1 a l'article: La longueur d’onde lumineuse de mesurage est affectée par des conditions telles que le spectre
de la source lumineuse, la transmission spectrale des composants optiques et la réponse spectrale du réseau de
capteurs d’'image.

2.34
ouverture angulaire
angle du cone de lumiere pénétrant dans un systéme optique depuis un point sur la surface a mesurer

[SOURCE: ISO 25178-602:2010, 3.3.3]

2.3.5

demi-angle d’'ouverture

a

moitié de 'ouverture angulaire

Note 1 al'article: Cet angle est parfois appelé «demi-angle au sommet» (voir Figure 2).

8 © IS0 2013 - Tous droits réservés
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Légende

L lentille ou systeme optique
P  foyer

a demi-angle d’ouverture

Figure 2 — Demi-angle d’ouverture

2.3.6

ouverture numérique

AN

sinus du demi-angle d’ouverture'multiplié par Findice de réfraction’n.du'milieu ambiant

AN = n sina

Note 1 al'article: Dans l'air pour la lumierevisible, n’="1.

Note 2 a l'article: Louverture numérique dépend/dela’longueur'd'onde de la lumiere. Généralement, l'ouverture
numérique est spécifiée pourlalongueur d’onde quise situe au milieu de lalargeur de bande spectrale de mesurage.

2.3.7

critere de Rayleigh

grandeur caractérisant la résolution spatiale d’'un systéeme optique, donnée par la séparation de deux
sources ponctuelles a laquelle le premier minimum de diffraction de I'image d’'une source ponctuelle
coincide avec le maximum de 'autre source

Note 1 a I'article: Pour un systéme optique incohérent théoriquement parfait avec une pupille d’'objectif remplie,
le critére de Rayleigh du systeme optique est égal a 0,61 Ap/AN.

Note 2 a 'article: Ce parametre est utile pour caractériser la réponse de l'instrument a des éléments de surface
ayant une hauteur nettement inférieure a Ag pour des instruments optiques de métrologie 3D.

2.3.8

critére de Sparrow

grandeur caractérisant la résolution spatiale d'un systéme optique, donnée par la séparation de deux
sources ponctuelles a laquelle la dérivée seconde de la distribution d’intensité disparait entre les deux
points enregistrés

Note 1 a I'article: Pour un systeme optique incohérent théoriquement parfait avec une pupille d’objectif remplie,
le critere de Sparrow du systéme optique est égal a 0,47 Ap/AN, soit approximativement 0,77 fois le critére de
Rayleigh (2.3.7).

Note 2 a I'article: Ce parametre est utile pour caractériser la réponse de l'instrument a des éléments de surface
ayant une hauteur nettement inférieure a Ag pour des instruments optiques de métrologie 3D.

Note 3 a l'article: Dans les mémes conditions de mesurage que les notes ci-dessus, le critére de Sparrow est
pratiquement égal a la période spatiale de 0,50 Ag/AN, pour laquelle la réponse théorique de I'instrument chute a zéro.
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